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ISTOTNE WSKAZOWKI
PRZECZYTAJ TO ZANIM ZACZNIESZ INSTALACJE!

Emerson Process Management (Rosemount Analytical) projektuje, wytwarza i testuje
swoje produkty tak, aby spetnialty wszelkie krajowe i miedzynarodowe standardy.
Poniewaz urzadzenia te sg zaawansowanymi technologicznie produktami, nalezy je
prawidtowo instalowaé, obstugiwaé i konserwowag, aby zapewni¢ im ciagta prace w
ich normalnych warunkach. Ponizsze instrukcje powinny zostaé przyswojone i dodane
do Panstwa programu bezpieczenstwa podczas instalowania, obstugi i konserwacji
produktéw Rosemount Analytical. Niezastosowanie sie do ponizszych instrukcji moze
by¢ przyczyng jednej z nastepujacych sytuacji: utraty zycia, zranienia pracownika,
uszkodzenia mienia, uszkodzenia przyrzadu i utraty gwaranciji.

Przeczytaj cata instrukcje przed instalowaniem, rozpoczeciem pracy z przyrzadem i
serwisowaniem.

Jesli czegos nie rozumiesz w instrukcji, zadzwon do przedstawicielstwa Emerson Process
Management (Rosemount Analytical) w celu uzyskania wyjasnien.

Nalezy stosowaé sie do wszystkich ostrzezen zawartych w tej instrukcji.

Nalezy poinformowaé i przeszkolié caty personel na temat prawidtowej instalacji,
eksploatacji i konserwacji produktu.

Nalezy zainstalowaé sprzet zqodnie ze specyfikacia podana w ponizszej instrukcji i zgodnie
z lokalnymi zasadami i standardami. Kazde urzadzenie nalezy podtaczy¢ do wiasciwych zrodet
cis$nienia i pradu.

Aby zapewni¢ prawidtowg eksploatacje nalezy zatrudnié wykwalifikowany personel
do instalowania, obstugi, aktualizowania, programowania i konserwacji.

Kiedy wymagane sg czesci zamienne, nalezy sprawdzi¢, czy wykwalifikowany personel uzywa
czesci zamiennych okreslonych przez Emerson Process Management (Rosemount Analytical).
Czesci nieznanego pochodzenia oraz procedury moga wptynaé na pogorszenie warunkéw
pracy przyrzadu, spowodowaé zagrozenie w miejscu pracy lub utrate gwarancji. Zamienniki
nieoryginalne mogg spowodowac pozary, zwarcia elektryczne lub nieprawidtowe dziatanie.

Nalezy sprawdzié, czy wszystkie drzwiczki przyrzadu sa zamkniete i zabezpieczone
pokrywami, za wyjatkiem konserwacji przeprowadzanej przez wykwalifikowany
personel, aby zapobiec zwarciom elektrycznym i zranieniu personelu.

Informacje zawarte w tym dokumencie podlegajg zmianom bez uprzedzenia..
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WSTEP

Instrukcja dostarcza dodatkowych informacji na temat skiadnikow,
funkciji, instalowania i konserwacji analizatoréw cisnieniowych EEX p
MLT 2 i BINOS® 100 F przewidzianych do zainstalowania i pracy w
obszarach niebezpiecznych. Analizatory posiadaja certyfikat EC,
udokumentowany przez Certyfikaty badania typu EC

LCIE 03 ATEX 6010 X i LCIE 03 ATEX 6011 X

Uzytkownik powinien sie gruntownie zapozna¢ z obstugg urzadzenia
przed rozpoczeciem pracy z nim.

Niektore rozdziaty moga opisywaé przyrzad w konfiguracji, ktéra rézni sie od
twojej.

Ta instrukcja obstugi ATEX stanowi uzupelnienie standardowej
instrukcji  obstugi analizatora! Oprécz tej instrukcji nalezy
przestrzegaé rowniez wszystkich innych instrukcji urzadzen
niezbednych do pracy. Przeczytaj te wszystkie instrukcje, aby
zapoznaé sie z praca tego przyrzadu w warunkach niebezpiecznych.

Niektore dane techniczne w tej instrukcji moga sie réznié w stosunku

do instrukcji analizatora i dodatkowego wyposazenia. W takim
przypadku obowigzuja dane techniczne zawarte w tej instrukcji.

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG P-1
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MLT 2 / BINOS®100 F Kwiecieri 2004
DEFINICJE
Nastepujace definicje opisujg OSTRZEZENIA, PRZESTROGI | UWAGI
znajdujace sie w tej publikaciji.
OSTRZEZENIE PRZESTROGA
Zwraca uwage na procedure Zwraca uwage na procedure
obstugi lub  konserwaciji, obstugi lub konserwacii,
praktyke, warunek, zdanie itp. praktyke, warunek, zdanie
Jesli nie bedzie ono scisle itp. Jesli nie bedzie ono
przestrzegany, to moze scisle przestrzegany, to
spowodowaé zranienie, moze spowodowaé uszko-
smieré lub dtugotrwate dzenie lub  zniszczenie
narazenie zdrowia personelu. sprzetu albo utrate skute-
Ccznosci.

UWAGA

Zwraca uwage naistotng procedure
obstugi, warunek lub zdanie.

pP-2 Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG
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WAZNE
INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

PODSTAWOWE
ZABEZPIECZENIE

Uzywanie przyrzadu w sposob niezgodny z opisem w instrukcji spowoduje
ostabienie systeméw zabezpieczenia.

OSTRZEZENIE

PRODUKTY OPISANE W TEJ INSTRUKCJI NIE POWINNY BYC
UZYWANE Z GAZAMI WYBUCHOWYMI!

OSTRZEZENIE

PRODUKTY OPISANE W TEJ INSTRUKCJI NIE ZOSTALY
ZAPROJEKTOWANE DO STOSOWANIA PRZY
RATOWANIU ZYCIA LUB JAKO SPRZET

ZABEZPIECZAJACY, PONIEWAZ .USZKODZENIE
SPRZETU MOZE SPOWODOWAC POWAZNE ZRANIENIE
LUB SMIERC.

UPOWAZNIONY PERSONEL

Aby unikngaé $mierci, zranienia os6b i uszkodzenia przyrzadu oraz sprzetu w
poblizu nie nalezy obstugiwaé ani serwisowaé tego przyrzadu, zanim nie
przeczytasz i zrozumiesz instrukcji oraz nie przejdziesz odpowiedniego szkolenia.
ZAPAMIETAJ TE WSKAZOWKI.

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG P-3
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TERMINY UZYTE W TEJ INSTRUKCJI

ATEX
Dyrektywa 94/9/EC, powszechnie zwana
dyrektywag produktowg ATEX

(,Atmosphéres Explosibles").

Klasyfikacja obszaru

Strefa 1

Gdzie stezenie potrzebne do zaptonu
gazow palnych moze wystepowac przez
pewien czas w normalnych warunkach
pracy.

(Wartos¢ wskazujgca [nie bedaca
czes$cig standardu] wynosi 10 do 1.000
godzin na rok.)

Sprzet przeznaczony do zastosowania w
strefie 1 musi by¢ sklasyfikowany jako
kategoria 2.

Gaz(y) palny(e)

Stefa 2

Gdzie stezenie potrzebne do zaptonu
gazébw palnych nie wystepuje w
normalnych warunkach pracy.

(Wartos¢ wskazujaca [nie bedaca czescig
stﬁgldardu] wynosi mniej nz 10 godzin na
rok.

Sprzet przeznaczony do zastosowania w
strefie 2 musi by¢ sklasyfikowany jako
kategoria 3.

Gazy i mieszaniny gazow sg okreslane jako palne, jesli mogg sie zapali¢ w potaczeniu z

powietrzem.

System przechowywania prébki

Czes¢ analizatora zawierajgca gaz, ktéry moze stanowi¢ wewnetrzne zrodto wyzwalajace.

Rozcienczanie

Ciggte dostarczanie gazu zabezpieczajgacego, po czyszczeniu, 0 przeptywie takim, ze
stezenie palnej mieszaniny wewnagtrz obudowy cisnieniowe] jest utrzymywane na
wartosci poza zakresem wybuchowym z wyjatkiem obszaru rozcienczania.

Zewnetrzne zabezpieczenie przeciwwybuchowe

Zewnetrzne zabezpieczenie przeciwwybuchowe stuzy do zapobiegania przedostawania sie
mieszanin gazow wybuchowych do obudowy analizatora. Dodatkowo powoduje to zapobieganie
zaptonu na powierzchni. Z tego powodu analizator jest przeczyszczony gazem
zabezpieczajgcym i utrzymywany przy wewnetrznym nadcisnieniu w stosunku do

otaczajgcej atmosfery.

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG
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Terminy uzyte w tej instrukcji

Wewnetrzne zabezpieczenie przeciwwybuchowe

Wewnetrzne zabezpieczenie przeciwwybuchowe stuzy do zapobiegania zaptonowi gazu
zngtj')(?(l_J)jaLcego sie w systemie przechowywania probki w analizatorze CS (CS;= droga gazu
probki).

W zaleznosci od skladu gazu dostepnych jest kilka opciji:

Zadna nie jest wymagana (jesli gaz jest niepalny),

rozcienczanie przez gaz do czyszczenia i/lub

wewnetrzne nadcisnienie w obudowie analizatora wzgledem CS.

Dolna granica wybuchu - Lower Explosion Limit (LEL)

Stosunek objetosciowy gazu palnego w powietrzu ponizej ktérego nie wytwarza sie
stezenie gazu wybuchowego: mieszanina gazu i powietrza nie daje wystarczajgcego
paliwa (gazu) do zaptonu.

Wstepne przeczyszczenie

Wstepne przeczyszczenie stuzy do usuniecia wszelkich gazéw palnych z obudowy
analizatora przed wigczeniem analizatora. W tym czasie obudowa jest przeczyszczona objetoscig
5 razy wigkszg od wiasne).

Gaz zabezpieczajacy

Powietrze lub gaz obojetny uzywane do przeczyszczenia, utrzymywania nadcinienia oraz
w razie potrzeby rozcienczania.

Tryb czyszczenia , Ciagty przeptyw*

W ,trybie ciggtego przeptywu“ w modelu EEx p gaz zabezpieczajgcy przeptywa z
wiekszg wartoscig przez obudowe. Wielkos¢ przeptywu jest obliczona, aby utrzymac
nadcisnienie 3 1 mbar wzgledem cisnienia atmosferycznego.

Tryb czyszczenia ,Kompensacja uptywu”

W “trybie kompensacji uptywu* w modelu EEx p uzywane jest tylko tyle gazu
zabezpieczajgcego, aby utrzymac nadcisnienie : 1 mbar wzgledem cisnienia
atmosferycznego

Gérna granica wybuchu - Upper Explosion Limit (UEL)

Stosunek objetosciowy gazu palnego w powietrzu, powyzej ktorej nie sformuje sie gaz
wybuchowy: mieszanina gazu i powietrza jest zbyt bogata w paliwo do zapalenia (zbyt
mato tlenu).

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG P-5
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MLT 2 / BINOS®100 F

ROZDZIAL 1
Opistechniczny

1-1 Aplikacja i zasada dziatania

Analizatory gazowe typu BINOS®1OO Fi
MLT 2 sa przewidziane do pomiaru
sktadnikbw gazowych w mieszaninach
gazowych. W potgczeniu z odpowiednio
certyfikowanym systemem cisnieniowym
(metoda  zabezpieczenia  ,0budowa
cisnieniowa“® EEx p) moga one byc¢
instalowane i obstugiwane w strefach
zagrozenia kategorii 2 lub kategorii 3.
Utrzymywanie zwiekszonego cisnienia
dziata jak zewnetrzne zabezpieczenie
przeciwwybuchowe [ zapobiega
przedostawaniu sie zewnetrznej
atmosfery wybuchowej do analizatora
utrzymujgc obudowe w nadci$nieniu
wzgledem otoczenia

Uzyty typ systemu czyszczenia zmienia
sie w zaleznosci od obszaru, gdzie
analizator ma zostaC zainstalowany.
Obydwa systemy oferujg dwa tryby
pracy:

 EEXp z przeptywem ciggtym

[

* EExp z kompensacjg uptywu.

W zaleznosci od sktadu gazu moze
okaza¢ sie konieczne wewnetrzne
zabezpieczenie przed wybuchem, ktore
odpowiada $ciezce gazu prébkowanego
(system przechowywania prébki) w
analizatorze.

Stosuje sie jedng z ponizszych metod
zabezpieczenia:

Niepalne gazy i mieszaniny gazéw
ponizej poziomu LEL: Nalezy zapewnic,
zeby gaz probkowany w systemie
przechowywania probki pozostawat
zawsze ponizej dolnej granicy wybuchu
(LEL)!

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG

Gazy palne i mieszaniny gazobw mogq
byc¢ analizowane przy uzyciu
analizatora z ciSnieniowg metodg
.kompensacji uptywu“, kiedy gaz
prébkowany jest rozcienczany ponizej
Ya LEL (dolnej granicy wybuchu) poza
analizatorem tak, ze wynikowy gaz
probkowany byt klasyfikowany jako
Lhiepalny”. System rozcienczania musi
zapewnia¢, zeby gaz w systemie
przechowywania probki zawsze
pozostawat ponizej Va LEL.

Gazy palne i mieszaniny gazow
mogg by¢ analizowane przy uzyciu
analizatora z ciSnieniowg metodg
.kompensacji uptywu“ lub ,przeptywu
ciggtego”, kiedy obudowa analizatora
ma wewnetrzne nadcisnienie = 50 Pa
ponad cisnienie w systemie
przechowywania probki. Aby speic
ten warunek stosuje sie wytgcznik
réznicy cisnien i podtgcza miedzy
system przechowywania probki a
obudowe analizatora. W przypadku
kiedy roznica cisnien spada ponizej
poziomu 50 Pa zadziata i wymusi przez
modut czyszczacy odtagczenie
analizatora od zasilania. Kiedy wiecej
gazéw palnych jest dostarczanych do
analizatora stosuje sie odpowiednio tyle
samo wylgcznikéw, a ich styki muszag
byC potaczone szeregowo. Medium
czyszczace moze  stanowi¢ gaz
obojetny lub powietrze. tapacze
ptomienia sg wymagane na wszystkich
wlotach i wylotach gazéw palnych.

Nie  wolno podtaczaé  gazow
wybuchowych do analizatora!
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1-2 Nieuzywane

1-2 Wyglad przyrzadu
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1-3 Specification

1-3 Specyfikacja
1-3-1 Miejsce instalacji

Obszar niebezpieczny: Stefa 1 (Kategoria?2)
lub Strefa 2 (Kategoria 3),

zaleznie od systemu czyszczenia

1-3-2 Zabezpieczenie
przeciwwybuchowe
Pojecia:

Kategoria 2: Obudowa cisnieniowa
(EEX p) z trybem
kompensacji uptywu lub
przeptywu ciggtego

Kategoria 3: Obudowa cisnieniowa
(EEX p) uzywajaca
uproszczonego
czyszczenia z trybem
kompensacji uptywu lub
przeptywu ciggtego

Klasa temperatury: T4

1-3-3 Warunki cisnieniowe

Objetosé obudowy cisnieniowej:
pojedyncza obudowa: okoto 56 |
podwojna obudowa:  okoto112 |

Faza wstepnego czyszczenia:
Czas trwania:
pojedyncza obudowa:
podwadjna obudowa:

5 minut
17 minut

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG

Opcje: Wyjscia iskrobezpieczne (EEX i)
cyfrowe, analogowe, sieciowe
lub Foundation Fieldbus.

Iskrobezpieczny (EEx i) para-
magnetyczny czujnik tlenu lub
termiczny czujnik przewodno-
Sci.
Stosowane standardy:
EN 50014:1997 + poprawka 1 & 2,
EN 50016:1995,

EN 50020:1994

Przeptyw gazu zabezpieczajacego:
pojedyncza obudowa: 8 Nm3h
podwdjna obudowa: 7 Nm?h

Minimalne nadcisnienie
podczas pracy:

1 mbar wzgledem zewnetrznej strefy Ex
Zonei

>50 Pa w stosunku do systemu
przechowywania prébki, jesli
dostarczane sg gazy palne.
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1-3-4 Warunki dla gazu czyszczacego
1-3-4 Warunki dla gazu czyszczacego
Gaz czyszczacy: » Gaz obojetny (np.azot)
* Air (from an ex-free zone)
Temperatura: jak otoczenia, ale min. 20 °C do 35 °C.
Medium musi byé suche i wolne
od kurzu, oleju oraz sktadnikéw
korozyjnych i agresywnych!
Cisnienie wejsciowe przy
wlocie EEX p urzadzenia: « 2.000 do 4.000 hPa (2 do 4bar)
Minimalne wewnetrzne
nadcisnienie
obudowy: * 1 mbar
Maksymalne wewnetrzne
nadcisnienie
obudowy: e 25 mbar
Faza wstepnego czyszczenia |Analizator z pojedynczg Analizator z podwdjng
obudowg obudowg
Czas trwania fazy wstepnego
czyszczenia 5min 17 min
Wielkos¢ przeptywu podczas 8 Nm¥h ZNm¥h
fazy wstepnego czyszczenia _ _
(@ 1mBar nadci$nienia) (=133,41/min.) (=117 l/min.)
Wielkos¢ przeptywu podczas 22 Nm¥h 22 Nm¥h
fazy wstepnego czyszczenia ' '
(@ 25mBar nadcisnienia) (=367 l/min.) (=367 I/min.)
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1-3-5 Warunki dla gazu prébkowanego

1-3-5 Warunki dla gazu prébkowanego

Stosowane gazy Gazy niepalne lub mieszaniny
gazéw, ktére zawsze pozostajg Gazy palne
ponizej dolnej granicy wybuchu
(LEL)
Maksymalne atmosferyczne lub <1500 hPa atmosferyczne lub <1500hPa przy
cisnienie gazu przy normalnym cisnieniu normalnym cisnieniu
prébkowanego atmosferycznym zaleznie od atmosferycznym zaleznie od
zasady gazowego pomiaru zasady gazowego pomiaru
[
nadcisnienie * 13 mbar wzgledem
otaczajgcej atmosfery
Przeptyw gazu dla wszystkich gazow probkowanych nalezy sprawdzi¢ w odpowiedniej
prébkowanego karcie katalogowej analizatora

1-3-6 Monitorowanie réznicy cisnien

Dla analizatorow dotgczonych do gazoéw palnych (albo gazu probkowanego albo gazu
zakresowego) operator musi zapewnic, ze cisnienie wewnatrz systemu przechowywania
probki zawsze pozostanie co najmniej 50 Pa ponizej cisnienia w obudowie analizatora.
Oznacza to, ze w przypadku wycieku gaz palny nie dostanie sie do obudowy.

Nalezy zastosowa¢ dodatkowy wytacznik réznicy cisnien, aby monitorowac¢ roznice
cisnienia. Elektryczny styk wytacznika musi by¢ dotgczony do systemu czyszczenia. W
przypadku, kiedy réznica cisnien spadnie ponizej 50 Pa styki rozewrg sie i system
czyszczenia wylgczy analizator.

Ograniczenie 50 Pa jest najmniejszg dopuszczalng wartoscig narzucong przez

standardy, wyzsze wartosci rowniez sg dopuszczalne.

Na wlotach i wylotach gazu konieczne sg tapacze ptomienia.

Pofgczenia elektryczne i mechaniczne pokazano w rozdziale 2 ,Instalacja“.
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1-3-7 Zastepcze urzadzenia zabezpieczajace

1-3-7 Zastepcze urzadzenia zabezpieczajace

Process Management!

innych systeméw cisnieniowych!

OSTRZEZENIE

Zaleca sie, aby zamawia€ i stosowaé systemy cisnieniowe dostarczane i
okreslane przez Emerson Process Management.

Na operatorze uzytkowniku spoczywa odpowiedzialnosé za wybor i
zainstalowanie systemu cisnieniowego innego niz zalecany przez Emerson

W zadnym wypadku Emerson Process Management nie ponosi
odpowiedzialnosci za uszkodzenia, zranienia personelu itp. wynikajace z wyboru

W zasadzie mozliwe jest stosowanie

zastepczych systemow cisnieniowych niz

opisane w tej instrukcji pod warunkiem,

ze spetniajg nastepujgce wymagania:

* Urzadzenie posiada certyfikat ATEX

* Nastawiana faza czyszczenia

wstepnego

* Minimalna wielkos¢ przeptywu

czyszczenia: 7 Nm3/h do 8 Nm?¥h

» Ograniczone cisnienie gazu
czyszczacego podczas fazy
czyszczenia wstepnego: < 25 mbar

» Cisnienie wejsciowe zasilania gazu

czyszczacego: 2 ... 4 bar

o Styki przekaznika do
wielobiegunowego odtgczania
zasilania od analizatora

Styki przekaznika do odtgczania
dodatkowych przyrzadow
zewnetrznych

Mozliwo$¢ podtaczenia kluczujgcego
przetgcznika obejscia, posiadajgcego
iskrobezpieczny sygnat do
skanowania wytgcznika kluczujgcego

Tylko dla modutéw dotaczonych do
gazow palnych:

Mozliwos¢ poditaczenia wytgcznika
réznicy cisnien posiadajgcego
iskrobezpieczny sygnat do
skanowania wytacznika

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG
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1-4 Dodatkowe pomiary bezpieczehnstwa

1-4 Dodatkowe pomiary bezpieczeinstwa

* Przewody odprowadzajace gazy
wylotowe muszg sie konczy¢ poza
obszarem niebezpiecznym w
punkcie bezpiecznym. Przewody
gazu prébkowanego mogg by¢
wyprowadzone do punktu
prébkowania.

o« Jesli przewody wylotowe gazu
konczg sie w obszarze
niebezpiecznym, to wloty i wyloty
muszg by¢ wyposazone w tapacze
ptomienia.

 Maksymalne dopuszczalne cisnienie
gazu zalezy od typu dotgczonego
gazu. Patrz w Rozdziale 1-3-5 na
szczegotowe informacie.
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ROZDZIAL 2

Instalacja

OSTRZEZENIE

Zanim rozpoczniesz instalowanie tego przyrzadu, przeczytaj odpowiednie
rozdziaty instrukcji analizatora i dodatkowych przyrzadéw! Niestosowanie sie do
zalecen bezpieczenstwa moze spowodowaé powazne zranienie lub $mieré.

2-1 Informacje ogélne

Prawidtowe funkcjonowanie analizatoréw
gazu Emerson Process Management
zalezy od wtasciwej instalacji. Wszystkie
procedury w tym rozdziale, w
odpowiednich  rozdziatach instrukcji
analizatora i instrukcjach dotgczonych
urzadzenh zabezpieczajacych muszg by¢
bezwzglednie przestrzegane.

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG

2-2 Instalacja przyrzadu

Zainstaluj zmontowany przyrzad tak, jak
to opisano w instrukcji analizatora: Kieruj
sie rysunkami wymiarowymi zamie-
szczonymi w tej instrukcji (Rys. 2-1a/b i
2-2a/b), aby zapewni¢ odpowiednie
rozmiarami miejsce.

Waga zmontowanego przyrzadu
moze wynosi¢ okoto 40kg wraz z
systemem cisnieniowym.

PRZESTROGA

Nalezy zastosowa€ uchwyty i
sruby dostosowane do wagi
przyrzadu!
Sciana na ktérej ma byé
zawieszony modut musi byé
stabilna!
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2-3 Rysunki wymiarowe

2-3 Rysunki wymiarowe
2-3-1 Analizator z pojedyncza obudowa

Standardowa wersja z systemem czyszczenia

Rys. 2-1a
Analizator z pojedyncza obudowa (wymiary wmm)
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2-3-1 Analizator z pojedyncza obudowa
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2-3-2 Analizator z podwdéjng obudowa

2-3-2  Analizator z podwdjng obudowag

Standardowa wersja z system czyszczenia

z systemem czyszczenia kategorii 3

Rys. 2-2a
Analizator z podwojng obudowg (wymiary w mm)
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2-3-2 Analizator z podwdjng obudowag
Z systemem czyszczenia kategorii 2
Rys. 2-2b

Analizator z podwojng obudowg (wymiary w mm)
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2-4 Potaczenia gazu prébkowanego i gazu zabezpieczajgacego (gaz czyszczacy)

2-4 Potaczenia gazu probkowanego i
gazu zabezpieczajacego (gaz

czyszczacy)

* Urzadzenie zabezpieczajgce EEX
Kiedy analizator z zamontowanym jest dostarczane z  ustalonymi
urzadzeniem zabezpieczajacym EEX p podstawowymi parametrami.
zostanie zainstalowany, nalezy dotgczy¢ Minimalne cidnienie gazu

przewody gazowe zgodnie ze
schematem (Rys. 2-3). Nastepujace
warunki muszg by¢ spetnione dla

czyszczacego jest ustawione na 1
mbar dla standardowych aplikaciji.

bezawaryjnej pracy: Uzyteczne. modyflkaCje ta}kie jak

e Operator musi zapewni¢ minimalne zwigkszenie max. CciSnienia gazu
ci$nienie gazu zabezpieczajagcego w czyszczacego moze by¢ wykonane
punkcie instalaciji. tylko po wnikliwym przestudiowaniu
Ciénienie 2,000 ... 4,000 hPa odpowiednich rozdziatdw instrukcji
(2...4 bar) musi byé podane na urzadzenia zabezpieczajacego EEX
wlocie gazu zabezpieczajgcego p.
urzadzenia  zabezpieczajacego * Nie wolno doprowadza¢ palnego
EEXp. gazu prébki do analizatora dopOki

nie zakonczy sie faza wstepnego
czyszczenia.

2-6 Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG
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2-4-1 Wskazowki na temat gazow palnych

2-4-1 Wskazowki na temat gazéw
palnych

Przy zastosowaniu gazéw palnych
(jako gazu prébkowanego lub gazu
zakresu) odpowiednie wloty i wyloty
gazu muszg by¢ wyposazone w
tapacze ptomienia.

Aby unikng¢é wewnetrznego
uwalniania sie gazéw palnych
minimalne cisnienie okreslone dla
obudowy ci$nieniowej wynosi co
najmniej 50 Pa wiece] niz
maksymalne cisnienie okreslone dla
systemu przechowywania probki.
Whytacznik  réznicy cisnien  jest
wyposazony w system uruchamiany
kiedy roznica cisnien spadnie
ponizej 50 Pa.

Przy sprzecie kategorii 2 wytgcznik
jest dotaczony do systemu
cisnieniowego, aby odtgczyc¢
catkowicie modut od zasilania w
przypadku awarii (skorzystaj ze
schematu obwodu w dodatku).

A\

Ograniczenie 50 Pa jest
wartoscia okreslong przez
odpowiednie standardy.
Nie wolho zmniejszaé tej
wartosci, ale wyzsze
wartosci sg dopuszczalne i
mogq byé ustawiane w
zaleznosci od aplikacji i
uzytego wytacznika réznicy
cisnien.

mozliwosci

OSTRZEZENIE

Nalezy uwaza¢ na mozliwe tworzenie sie mieszanin palnych z powodu
przedostawania sie powietrza do systemu przechowywania
probki i zastosowaé wynikajace stad dodatkowe $rodki ostroznosci.

PRZESTROGA

Uzytkownik jest odpowiedzialny za to, do czego zostanie uzyty wytacznik
roznicy cisnien (tzn. do odtaczenia zasilania lub do syreny alarmowej lub do
systemu utrzymujacego bezpieczenstwo instalacji)!

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG
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2-4-2 MLT 2 - Schematy przeptywu gazu

2-4-2  MLT 2 — Schematy przeptywu gazu

2-4-2-1 Schemat przeptywu gazu dla gazéw niepalnych lub
gazow palnych rozcienczonych ponizej 1/4 LEL (dolnej granicy wybuchu)

Rys. 2-3a
Gas Flow Diagram
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2-4-2 MLT 2 - Schematy przeptywu gazu

2-4-2-2 Schematy przeptywu gazu dla nierozcienczonych gazow palnych

Rys. 2-3b
Schemat przeptywu
gazu
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2-4-2 MLT 2 - Schematy przeptywu gazu

2-4-2-2 Schematy przeptywu gazu dla nierozcienczonych gazéw palnych (cd.)

Rys. 2-3c
Schemat przeptywu
gazu
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2-4-3 BINOS® 100 F - Schematy przeptywu gazu

2-4-3 BINOS® 100 F - Schematy przeptywu gazu

2-4-3-1 Schemat przeptywu gazu dla gazéw niepalnych lub
gazow palnych rozcienczonych ponizej 1/4 LEL (dolnej granicy wybuchu)

Rys. 2-3d
Schemat przeptywu gazu
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2-4-3 BINOS® 100 F - Schematy przeptywu gazu

2-4-3-2 Schematy przeptywu gazu dla nierozcienczonych gazéw palnych

Rys. 2-3e
Schemat przeptywu
gazu
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2-4-3 BINOS® 100 F - Schematy przeptywu gazu

2-4-3-2 Schematy przeplywu gazu dla nierozcienczonych gazéw palnych (cd.)

Rys. 2-3f
Schemat przeptywu
gazu
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2-4-3 BINOS® 100 F - Schematy przeptywu gazu

2-4-3-2 Schematy przeplywu gazu dla nierozcienczonych gazéw palnych (cd.)

Rys. 2-3g
Schemat przeptywu
gazu
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2-5 Ustawienia urzadzen zabezpieczajacych

2-5 Ustawienia urzadzen
zabezpieczajacych

Urzadzenia zabezpieczajgce EEXx sg
dostarczane z ustalonymi parametrami
podstawowymi. Cisnienie gazu
czyszczacego jest ustawione na 1 hPa
(odp.; dla gazoéw niepalnych). Uzyteczne
modyfikacje takie jak zwiekszenie
maksymalnego cisnienia gazu
czyszczacego moga by¢é dokonywane
dopiero po zapoznaniu  sie @z
odpowiednimi  rozdziatami  instrukcji
urzadzen zabezpieczajgcych EEx p.

2-6 Specjalne uwagi i wskazowki

Ogolna
Nie wolno zmieniaé
& wewnetrznej $ciezki
medium czyszczacego.

Kategoria 2
Urzadzenia 2 kategorii sg dostarczane z
wytgcznikiem kluczujgcym, ktory
obchodzi system oczyszczenia i wytgcza
funkcje automatycznego monitoringu.
Mozliwe jest takze wigczenie systemu
cisnieniowego przy otwartych
drzwiczkach obudowy, aby umozliwi¢
prace analizatora nawet przy otwartych
drzwiczkach obudowy.
Uzycie tego wytacznika jest
zalecane tylko dla celéw
konserwacyjnych!

Ta funkcja powinna byé
uzywana tylko kiedy zostato
ustalone, ze nie istnigj
zagrozenie wybuchem w
poblizu przyrzadu (certyfi-
kat ognioszczelnosci).

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG

Poniewaz parametry muszg by¢é w
zgodnosci z wynikami testu dla typu,
niektorych z nich nie wolno zmieniac!
Dotyczy to czasu wstepnego
czyszczenia, ktory jest ustawiony tak,
zeby objetos¢ 5 razy wieksza od
objetosci analizatora wymienita sie w
obudowie analizatora przy ustawionej
predkosci przeptywu medium!

Kiedy prace konserwacyjne zostajg
zakonczone nalezy sprawdzi¢, czy
wytacznik jest wytgczony!

Kod M systemu czyszczenia, ustawiony
na 0001, musi by¢ zamieniony na
indywidualny kod, ktéry trzeba nastepnie
wprowadzié.

Kod obejscia systemu czyszczenia,
ustawiony na 0002, musi by¢ zamieniony
na indywidualny kod, rézny od zera.
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2-7 Potaczenia elektryczne

2-7 Potaczenia elektryczne

OSTRZEZENIE

Instalacja i podtaczanie przewo-
doéw zasilania oraz sygnatowych
jest dozwolone tylko przez
wykwalifikowany personel!
Norma EN 60079-14 , Instalacje
elektryczne w obszarach
niebezpiecznych” i wszystkie
Zwigzane normy musza byé
przestrzegane.

Niezastosowanie sie do wiasci-
wych procedur moze byé przy-
czyna nastepujacych zdarzen:
utrata zycia; zranienie 0sO0b;
uszkodzenie sprzetu; zniszczenie
przyrzadu; oraz utrata gwaranciji.

Wszystkie potaczenia muszg byé
wykonane zgodnie ze schematem
dostarczonym z przyrzgdem.

Gtowny wytgcznik pradu lub
przerywacz obwodu musi sie
znajdowac przy budynku instalaciji.

Obudowa  przyrzadu musi  byc¢
dotagczona do wuziemienia lub do
przewodu o potencjale réwnym ziemi.

Wszystkie kable wprowadzone do
obudowy muszg by¢ tak krotkie jak to
tylko mozliwe.

Dtawiki kabli sg przewidziane tylko do
pojedynczych kabli, o srednicach od 7
do 12mm. Specjalne wypetnienia sg
dostepne na zgdanie, aby dopasowaé
sie do grubszych lub kilku kabli w

jednym dtawiku.

» Uzywaj tylko ekranowanych kabli dla

linii  sygnatowych! Aby zapewnié
2-7-1 Instrukcja montazu dtawikow prawidiowa zgodnos¢ elektrp-
kablowych magnetyczng (EMC), ~ zaleca  sig
przestrzega¢ etapow instalacyjnych
podanych ponizej.

1. Zdejmij izolacje z

f& kabla.
":,‘ 2. Odkryj
ekranowanie.
_ em=] o 5 Wi6z element
3. Przetéz kabel : ?J?e(:_UJaLcyg skrng

elementu
_-':a.l b.{ . ustalajgcego.

: 4. Zatoz tuleje ekranu
na element tak,

aby zakryt 2mm o-
ringa.

. dtawika oraz do
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2-7-2 Podiaczenie zasilania sprzetu 2 kategorii

2-7-2 Podtaczenie zasilania sprzetu 2 kategorii

Gtéwny przewod musi by¢ podtgczony do Sprawdz, czy napiecie

modutu sterowania cisnieniem, zaciski zasilania w miejscu instalacji

16, 18 and PE (Rys. 2-4). odpowiada nominalnemu
napieciu analizatora!

o_ Zacisk 16
o— Zacisk 18

zacisk PE

Rys. 2-4
Potozenie zaciskdw wewnatrz modutu sterujgcego
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2-7-3 Podtaczenie zasilania sprzetu 3 kategorii

2-7-3 Podtaczenie zasilania sprzetu 3 kategorii

Gtowny przewod zasilania musi by¢ Sprawdz, czy napiecie
dotgczony do zaciskéw znajdujacych sie zasilania w miejscu instalacji
wewnatrz obudowy analizatora po lewej odpowiada nominalnemu
stronie, w poblizu filtra EMC (Rys. 2-5). napieciu analizatoral!

filtr EMC

/

Rys. 2-5
Potozenie zaciskow wewnatrz analizatora
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2-7-4 Styki alarmu sprzetu 3 kategorii

2-7-4  Styki alarmu sprzetu 3 kategorii

Monitor cisnienia 3 kategorii posiada
styki alarmu aktywowane, kiedy cisnienie
wewnatrz obudowy analizatora jest poza
zakresem.

Petla alarmu pracuje w trybie z

normalnie zwartym potgczeniem.

Rys. 2-6

Styki mozna dotgczaé do obwoddéw
sygnatowych (wzmacniacz, przekaznik)
doprowadzajac sygnaty wyjsciowe
zgodne z normg NAMUR/ EN 50227 odp.
[EEX ib] IIC. Norma okresla wszystkie
istotne dane i warunki pracy.

Skonsultuj z producentem stosowanie
odpowiednich obwodéw dostepnych od
innych wytworcow.

Monitor ci$nienia: Potozenie zaciskdw i potaczenia sygnatu
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ROZDZIAL 3
Uruchamianie

dokumentaciji!

OSTRZEZENIE

Uruchamianie moze by¢ wykonane prawidtowo tylko przez personel
zaznajomiony z zawartoscig instrukcji do wszystkich stosowanych urzadzen!

W szczegdlnosci nalezy zwrocié uwage na przestrzeganie ostrzezen zawartych w

3-1 Sprawdzenie koncowe

Sprawdz, czy analizator i odpowiedni
system cisnieniowy zostaty ustawione jak
opisano w Rozdziale 2 i czy wszystkie
pokrywy i drzwiczki sg zamontowane i
zamkniete.

Wszystkie uzywane dtawiki nalezy
uszczelni¢ przy uzyciu dostarczonych
certyfikowanych zatyczek
uszczelniajgcych (czes¢ nrETC00791;
Rys. 3-1)

Nieuzywane otwory dtawikow kablowych
w obudowie nalezy zatkaC przy pomocy
specjalnych srub (czes¢ nr ETC 000790;
Rys. 3-2).

OSTRZEZENIE

Uzywaj tylko elementow
wymienionych powyzej, poniewaz
maja one certyfikat ATEX do
stosowania w obszarach
niebezpiecznych!

3-2 Wiaczanie
W nastepnym etapie analizator moze byc¢

zasilony przez otwarcie zasilania gazu
czyszczacego i wigczenie zasilania.

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG

Rys. 3-1
Zatyczka uszczelniajgca dtawik kablowy

Rys. 3-2
Zatyczka uszczelniajgca dtawik kablowy — Sruba
szesciokatna



Instrukcja obstugi ATEX
ETC01035

MLT 2 / BINOS®100 F Kwiecien 2004

3-2 Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG



Instrukcja obstugi ATEX
ETC01035
Kwiecieh 2004

MLT 2 / BINOS®100 F

ROZDZIAL 4
Konserwacja

OSTRZEZENIE

Po konserwacji lub wymianie czesci wplywajacej na zabezpieczenie
przeciwwybuchowe specjalista od zabezpieczenia przeciwwybuchowego musi
stwierdzié, czy analizator spelnia wymagania przed ponownym jego
wiaczeniem.

Jesli czesci wptywajace na zabezpieczenie przeciwwybuchowe sa naprawiane,

to musza zostaé poddane rutynowym testom!

Specjalista musi wydaé certyfikat na to i/lub dotaczy¢€ etykiete testu do
przyrzadu przed uruchomieniem po konserwacji lub wymianie czesci.

4-1 Okres przegladu

Aby zapewni¢ prawidiowg prace i
bezpieczenstwo przyrzadu nalezy
przeprowadzac regularne przeglady co
najmniej raz do roku. Nalezy zwrécié
szczegblng uwage na urzadzenia
zabezpieczajgce EEx p i czesci
zapewniajgce zabezpieczenie przeciw-
wybuchowe (np. uszczelki).

4-2 Analizator gazu

Skorzystaj z odpowiednich instrukcji, aby
uzyska¢ szczego6towe informacje na
temat konserwacji, wymiany czesci oraz
jak wykonywac test szczelnosci systemu
przechowywania prébki.

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG

A\

Operatorzy/witasciciele sa
odpowiedzialni za przedtuza-
nie  okresbw  miedzyprze-
gladowych ze $wiadomoscia
negatywnego wplywu gazow i
srodowiska na materiaty w
zetknieciu gazem probkowa-
nym lub zapewniajacym
zabezpieczenie przeciw-
wybuchowe (np. uszczelki).
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4-3 Systemy cisnieniowe i inne dodatkowe wyposazenie

Skorzystaj z odpowiednich instrukcji, aby

uzyska¢ szczegoOtowe informacje na

temat konserwacji i wymiany czesci.

4-4 Weryfikacje i testowanie
zmodyfikowanych lub napra-
wionych przyrzadow elektry-
cznych

Mozliwe jest wykonanie modyfikacji na
przyrzadach elektrycznych wptywajacych
na integralnos¢ typu zabezpieczenia lub
temperature przyrzadu tylko wtedy, jesli
zmodyfikowany przyrzad bedzie poddany
ponownie probom.

4-4-1 Przygotowania

Aby zrobi¢ rutynowe testy nalezy

wykona¢ nastepujgce czynnosci:

*  Odtgczyc¢ analizator i modut
ci$nieniowy od zasilania.

* Uszczelni¢ wylot medium
Czyszczacego przy module
cisnieniowym (1l-calowy otwor z
lewej strony).

* Odtgczy¢ ztgcza gazowe systemu
przechowywania probki od
zewnetrznych  przewodow gazo-
wych.

e QOdtaczy¢ jedno ze ztgczy gazowych
systemu przechowywania probki
wewnatrz analizatora i uszczelnié¢
drugie.

W przypadku, gdy naprawa elektryczna
przyrzadu wptywa na typ zabezpie-
czenia, czesci ktore mogg zostaty
naprawione powinny by¢ poddane
nowym rutynowym sprawdzeniom i
testom. Te testy niekoniecznie muszg
by¢ wykonywane przez producenta.

(Uwaga: Teraz musi by¢ mozliwosc
utrzymywania obudowy pod
cisnieniem przez podtgczenie
zewnetrznego gazu (np. sprezonego
powierza) do ztgczy gazowych.)

» Dotaczy¢ zewnetrzne zrédto sprezo-
nego powietrza jak to opisano na
rysunku na nastepnej stronie (Rys.
4-1). Potrzebny jest manometr z
zakresem pomiarowym 50 do 100
mbar z rozdzielczoscia 0.1 mbar
oraz przeptywomierz z zakresem
pomiarowym 10 I/min, rozdzielczo$¢
0.1 I/min.

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG
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Rys. 4-1
Ustawienie dia rutynowych testéw

4-4-2 Test nadcisnienia

Cisnienie 37.5 mbar (1.5 razy okreslone

maksymalne nadcisnienie) musi byc¢

dotgczone do obudowy cisnieniowej. W

celu zrobienia tego testu nalezy wykonaé

nastepujace czynnosci:

* Ostroznie zastosowac cisnienie 37.5
mbar do obudowy i utrzymywac je
przez okres 2 minut +/- 10 sekund.

Test mozna uznac za zaliczony, jesli nie
wystgpity zadne state deformacje ktore
uniewaznityby typ ochrony. Nalezy
pozostawi¢ modyfikacje do wykonania
testu szczelnosci (Rozdziat 4-4-3).

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG

4-4-3 Test szczelnosci

Szczelnosé obudowy musi by¢
sprawdzana przy nadcisnieniu 25 mbar
zastosowanym do obudowy cisnieniowe;.
W celu zrobienia tego testu nalezy
wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

e Upewni¢ sie, czy modyfikacje
opisane w rozdziale 4-4-1 majq
miejsce w dalszym ciggu.

e Zastosowac¢ nadci$nienie 25 mbar
do obudowy analizatora i odczytac
wartos¢ na przeptywomierzu.

Test mozna uznac za zaliczony, jesli

zmierzona wartos¢ miesci sie w zakresie

dopuszczalnych wartosci. Dopuszczalna
wartos¢ przeptywu wynosi:

« dla wszystkich analizatorow: max.

3l/min
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4-4-4  Usuniecie modyfikacji
Nalezy usung¢ wszystkie modyfikacje
opisane w rozdziale 4-4-1. Prosze
zwréci¢ szczegoblng uwage na
szczelnosc¢ potgczen gazowych.

Emerson Process Management Manufacturing GmbH & Co. OHG
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A-1 Deklaracje zgodnosci z EC
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A-2 Certyfikaty sprawdzen typu EC
A-2-1  Certyfikat kategorii 2
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A-2-2  Certyfikat kategorii 3
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A-3 Schematy obwoddéw

A-3 Schematy obwodéw
A-3-1 MLT 2, pojedynczy
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A-3-2 MLT 2, podwojny
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A-3-3 BINOS® 100 F
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